
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【NBD 歪解析ソフトウエア】 

対応機種： 
 日本電子社製透過電子顕微鏡 (JEM-2800/2100F) 
 

NBD STADIUM 

『撮影』 

【マップ】 【スキップ指定】 

【プロファイル-横】 【プロファイル-縦】 

界面から一定の距離の

回折パターンを撮影。 

界面から一定の距離を

中心として格子状に回

折パターンを撮影。 

不要な回折パターンを

スキップして撮影。 

【マップのプロパティ】 

撮影する位置の間隔や

点数を指定出来ます。 

① STEM 像の取り込み。 

 

② 回折パターンの撮影位置を登録。 

 

③ 回折パターンの撮影を実行。 

※スキャン制御パラメータは、TEM 本体の

パラメータを利用。 

※ドリフトによって発生した位置ずれは、

STEM 像を使って計算し、補正します。 

《撮影手順》 

《撮影時間》 
X:100 枚×Y:20 枚 (2,000 枚) -> 約 55 分。 

※ドリフト補正: 100 枚に１回 

回折パターン解像度:1024x1024 

『解析』 

歪み率(%) = (A – B) ÷ A × 100 

A : 回折スポット間基準距離 

B : 回折スポット間演算距離 

回折パターンの解析結果を

視覚的に確認できます。 

 カ

ラースケール表示 

 グ

ラフ表示 
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《歪み-方向切り替え》 《歪み-マップ表示》 

【水平】 【垂直】 

【透過なし】 

【生データ】 【補間】 

【測定位置】 

《解析結果一覧》 

CSV 

保存 

EXCEL®を使ってより詳しいグ

ラフを作成できます。 

《回折画像》 

検出したスポットの位

置を回折画像上で確認

できます。 

 

スポットの検出した位

置を手動にて修正でき

ます。 

《回折スポット点の検出方法》 

 円検出 
スポット点の輪郭から中心を検出します。 

 重心検出 
輝度の重心を検出します。 

 ピーク位置検出 
輝度の投影像より最大輝度の位置を検出し

ます。 

《回折点の登録》 

スポット点の位置を予

め登録する事によって

検出するミスを低減さ

せ、高速に検出する事が

出来ます。 

 

スポット点は、テンプレ

ートとして保存できる

ので、同じ種類の試料で

あれば、新規に作成する

必要はありません。 

計算時間 (2,000 枚) -> 約 12 分 
※回折パターン解像度:1024x1024 


